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(57)【要約】
【課題】基板に対する作業性を向上させると共に磁気検
出装置の組立性を向上させる。
【解決手段】磁気検出装置６０は、ケース６５に収容さ
れる基板６１と、基板６１に支持されるセンサ本体６２
ａと、センサ本体６２ａを挟んで配置される第１及び第
２集磁ヨーク６３，６４と、ケース６５に組み付けられ
るホルダ６６と、を備え、ケース６５は、基板６１に沿
う方向に貫通する第１貫通部６５ｇと、基板６１の板厚
方向に貫通する第２貫通部６５ｈと、を有し、ホルダ６
６は、第１貫通部６５ｇを閉塞する第１閉塞部６６ａと
、第１閉塞部６６ａから基板６１に沿って延在し第２貫
通部６５ｈを閉塞する第２閉塞部６６ｂと、を有する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　磁気検出装置であって、
　ケースと、
　前記ケースに収容される基板と、
　前記基板に沿って前記基板に支持される磁気検出部と、
　前記基板の板厚方向に前記磁気検出部を挟んで配置され、磁気発生部からの磁束を前記
磁気検出部に誘導する一対の磁気誘導部材と、
　前記ケースに組み付けられ、前記一対の磁気誘導部材を保持する保持部材と、を備え、
　前記ケースは、
　　前記基板に沿う方向に貫通する第１貫通部と、
　　前記板厚方向に貫通する第２貫通部と、を有し、
　前記保持部材は、
　　前記第１貫通部を閉塞する第１閉塞部と、
　　前記第１閉塞部から前記基板に沿って延在し前記第２貫通部を閉塞する第２閉塞部と
、を有することを特徴とする
磁気検出装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の磁気検出装置であって、
　前記ケースは、前記板厚方向に前記保持部材を位置決めする位置決め部を有することを
特徴とする
磁気検出装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の磁気検出装置であって、
　前記第２閉塞部は、前記第１貫通部を挿通した状態で前記第２貫通部を閉塞することを
特徴とする
磁気検出装置。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか１項に記載の磁気検出装置であって、
　前記ケースと前記第２閉塞部との間をシールするシール剤が充填されるシール部を更に
備え、
　前記ケースは、
　　前記第１貫通部と前記第２貫通部とを画定する側壁と、
　　前記側壁から連続して形成され前記第１貫通部と前記第２貫通部とを隔てる隔壁と、
を更に有し、
　前記シール部は、
　　前記側壁と前記第２閉塞部とによって形成される第１溝部と、
　　前記隔壁と前記第２閉塞部とによって形成される第２溝部と、を有することを特徴と
する
磁気検出装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の磁気検出装置であって、
　前記第２閉塞部は、前記シール部の内側に位置し前記第２溝部から先端に向かうにつれ
前記基板に近づくように傾斜する傾斜面を有し、
　前記傾斜面を上方に向けて水平にしたときに、前記傾斜面は、前記隔壁における前記第
２閉塞部との対向面よりも上方に位置することを特徴とする
磁気検出装置。
【請求項６】
　トルクセンサであって、
　請求項１から５のいずれか１項に記載の磁気検出装置と、
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　前記磁気発生部と、
　前記磁気発生部と共に回転する第１シャフトと、
　前記第１シャフトに連結され、前記第１シャフトに入力されるトルクに応じて捩れ変形
するトーションバーと、
　前記トーションバーに連結され、前記トーションバーの捩れ変形に応じて前記第１シャ
フトに対して相対回転する第２シャフトと、
　前記第２シャフトに支持され、前記第１シャフトと前記第２シャフトとの相対回転に応
じて前記磁気発生部から前記一対の磁気誘導部材に導かれる磁束の大きさ及び方向を変化
させる回転磁気回路部と、を備えることを特徴とする
トルクセンサ。
【請求項７】
　請求項６に記載のトルクセンサであって、
　前記第１シャフト及び前記第２シャフトを回転自在に支持し前記回転磁気回路部を収容
するハウジングと、
　前記ハウジングを貫通し前記ケースの一部が挿入される取付貫通部と、
　前記取付貫通部の内周と前記ケースの外周との間に設けられる環状のシール部材と、を
更に備え、
　前記保持部材は、前記ケースに対する前記シール部材の移動を制限する制限部を有する
ことを特徴とする
トルクセンサ。
【請求項８】
　電動パワーステアリング装置であって、
　請求項６又は７に記載のトルクセンサと、
　前記トルクセンサにより検出されるトルクに基づいて動作し車輪を転蛇する電動モータ
と、を備えることを特徴とする
電動パワーステアリング装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、磁気検出装置、磁気検出装置を備えるトルクセンサ、及びトルクセンサを備
える電動パワーステアリング装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、磁束密度を検出する磁気センサと、磁気センサに磁束を導く一対の集
磁ヨークと、を備える磁気検出装置が開示される。磁気センサは、リードを介して基板に
片持ち支持される。一対の集磁ヨークは、磁気ギャップを形成するようにセンサホルダに
固定され、基板は、磁気センサがこの磁気ギャップに介装されるようにセンサホルダに固
定される。センサホルダには、基板を挿入するための貫通孔が形成される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－２５７２２５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に開示される磁気検出装置では、磁気センサがリードを介して基板に片持ち
支持される。そのため、磁気検出装置に衝撃が加えられると、磁気センサが磁気ギャップ
内で振動し、磁気検出装置の検出精度が低下することがある。この対策として、磁気セン
サを基板の実装面と平行に実装し、磁気センサと基板を一対の集磁ヨークの間に配置する
ことが考えられる。しかしながら、この場合、基板は、センサホルダの貫通孔の軸方向に
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延在することになり、センサホルダの貫通孔から基板の実装面を目視し難くなる。その結
果、基板をセンサホルダに固定する作業が煩雑になることがある。
【０００５】
　センサホルダに収容された基板に対する作業性を向上させるために、センサホルダに複
数の貫通部を形成することも考えられる。しかし、センサホルダに複数の貫通部を形成す
るだけでは、貫通部を閉塞する部材が複数必要となり、磁気検出装置の部品数が増える。
その結果、磁気検出装置の組立工数が増え、組立性が低下する。
【０００６】
　本発明は、基板に対する作業性を向上させると共に磁気検出装置の組立性を向上させる
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　第１の発明は、ケースと、基板と、磁気検出部と、基板の板厚方向に磁気検出部を挟ん
で配置される一対の磁気誘導部材と、一対の磁気誘導部材を保持する保持部材と、を備え
、ケースは、基板に沿う方向に貫通する第１貫通部と、板厚方向に貫通する第２貫通部と
、を有し、保持部材は、第１貫通部を閉塞する第１閉塞部と、第１閉塞部から基板に沿っ
て延在し第２貫通部を閉塞する第２閉塞部と、を有することを特徴とする。
【０００８】
　第１の発明では、ケースの第２貫通部が基板の板厚方向に貫通する。そのため、第２貫
通部が塞がれていない状態では、第２貫通部から基板の板厚方向にケースの内部を目視す
ることができる。また、保持部材は、第１閉塞部から延在する第２閉塞部を有する。その
ため、基板に沿う方向に保持部材をケースに組み付けることによって、第１及び第２貫通
部がそれぞれ第１及び第２閉塞部によって閉塞される。したがって、磁気検出装置の部品
数の増加を防止することができ、工数を増やすことなく磁気検出装置を組み立てることが
できる。
【０００９】
　第２の発明は、ケースが、板厚方向に保持部材を位置決めする位置決め部を有すること
を特徴とする。
【００１０】
　第２の発明では、保持部材をケースに組み付けて第１及び第２貫通部を閉塞する際には
、閉塞部材が位置決め部によって基板に沿って案内される。したがって、保持部材により
保持された一対の磁気誘導部材の間に磁気検出部を容易に配置することができ、磁気検出
装置の組立性が向上する。
【００１１】
　第３の発明は、第２閉塞部は、第１貫通部を挿通した状態で第２貫通部を閉塞すること
を特徴とする。
【００１２】
　第３の発明では、第１貫通部は、第２閉塞部が挿通するように大きく形成される。した
がって、基板を第１貫通部からケースに容易に挿入することができ、磁気検出装置の組立
性を向上させることができる。
【００１３】
　第４の発明は、ケースと第２閉塞部との間をシールするシール剤が充填されるシール部
を更に備え、ケースは、第１貫通部と第２貫通部を画定する側壁と、第１貫通部と第２貫
通部とを隔てる隔壁と、を更に有し、シール部は、側壁と第２閉塞部とによって形成され
る第１溝部と、隔壁と第２閉塞部とによって形成される第２溝部と、を有することを特徴
とする。
【００１４】
　第４の発明では、シール剤は、第１溝部に充填されて側壁と第２閉塞部との間をシール
すると共に、第２溝部に充填されて隔壁と第２閉塞部との間をシールする。そのため、シ
ール剤の流動を第１溝部と第２溝部とにより制御することができる。したがって、流動性
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の高いシール剤を用いることができ、ケースと第２閉塞部との間を容易にシールすること
ができる。
【００１５】
　第５の発明は、第２閉塞部が、シール部の内側に位置し第２溝部から先端に向かうにつ
れ基板に近づくように傾斜する傾斜面を有し、傾斜面を上方に向けて水平にしたときに、
傾斜面は、隔壁における第２閉塞部との対向面よりも上方に位置することを特徴とする。
【００１６】
　第５の発明では、傾斜面を水平にしてシール溝に流動性の高いシール剤を充填すること
により、シール剤の液面が隔壁に達する。したがって、隔壁と第２閉塞部との間を容易に
シールすることができる。
【００１７】
　第６の発明は、前述の磁気検出装置と、磁気発生部と、磁気発生部と共に回転する第１
シャフトと、第１シャフトに連結されるトーションバーと、トーションバーに連結される
第２シャフトと、第２シャフトに支持され、第１シャフトと第２シャフトとの相対回転に
応じて磁気発生部から一対の磁気誘導部材に導かれる磁束の大きさ及び方向を変化させる
回転磁気回路部と、を備えることを特徴とする。
【００１８】
　第６の発明では、磁気検出装置の組立性を向上させることができるので、トルクセンサ
の組立性を向上させることができる。
【００１９】
　第７の発明は、第１シャフト及び第２シャフトを回転自在に支持し回転磁気回路部を収
容するハウジングと、ハウジングを貫通しケースの一部が挿入される取付貫通部と、取付
貫通部の内周とケースの外周との間に設けられる環状のシール部材と、を更に備え、保持
部材は、ケースに対するシール部材の移動を制限する制限部を有することを特徴とする。
【００２０】
　第７の発明では、ケースがハウジングに取り付けられていない状態では、シール部材は
、保持部材の制限部によってケースの外周に保持される。したがって、ケースをハウジン
グに取り付ける際にシール部材がケースから脱落するのを防止することができ、トルクセ
ンサの組立性が向上する。
【００２１】
　第８の発明は、前述のトルクセンサと、トルクセンサにより検出されるトルクに基づい
て動作し車輪を転蛇する電動モータと、を備えることを特徴とする。
【００２２】
　第８の発明では、トルクセンサの組立性を向上させることができるので、電動パワース
テアリング装置の組立性を向上させることができる。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、基板に対する作業性を向上させると共に磁気検出装置の組立性を向上
させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】図１は、本発明の実施形態に係る電動パワーステアリング装置の構成図である。
【図２】図２は、本発明の実施形態に係る電動パワーステアリング装置の一部断面図であ
る。
【図３】図３は、回転磁気回路部の斜視図である。
【図４】図４は、本発明の実施形態に係る磁気検出装置の断面図である。
【図５】図５は、本発明の実施形態に係る磁気検出装置の斜視図である。
【図６】図６は、本発明の実施形態に係る磁気検出装置の斜視図であり、ケース及びホル
ダの図示を省略して示す。
【図７】図７は、本発明の実施形態に係る磁気検出装置の分解斜視図である。
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【図８】図８は、図４に示すケースと基板の上面図であり、基板をケースから取り外した
状態を示す。
【図９】図９は、本発明の実施形態に係る磁気検出装置の断面図であり、ホルダの傾斜面
を水平にした状態を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、添付図面を参照しながら本発明の実施形態に係る磁気検出装置６０、トルクセン
サ３０及び電動パワーステアリング装置１００について説明する。
【００２６】
　まず、図１を参照して、電動パワーステアリング装置１００について説明する。電動パ
ワーステアリング装置１００は、車両に搭載され、ドライバによるステアリングホイール
１の操舵を補助する。
【００２７】
　電動パワーステアリング装置１００は、ステアリングホイール１の回転に応じて回転す
るステアリングシャフト１１と、ステアリングシャフト１１の回転に応じて車輪２を転蛇
するラックシャフト１２と、を有する。ラックシャフト１２は、ナックルアーム３を介し
て車輪２に連結される。
【００２８】
　ステアリングシャフト１１は、ステアリングホイール１に連結される第１シャフトとし
ての入力シャフト１３と、入力シャフト１３にトーションバー１４を介して連結される第
２シャフトとしての出力シャフト１５と、を有する。出力シャフト１５には、ラックシャ
フト１２のラックギア１２ａと噛合うピニオンギア１６が形成され、ピニオンギア１６と
ラックギア１２ａとの噛合いにより出力シャフト１５とラックシャフト１２とが連結され
る。ステアリングホイール１の操舵により生じる操舵トルクは、ステアリングシャフト１
１を通じてラックシャフト１２に伝達される。
【００２９】
　また、電動パワーステアリング装置１００は、ドライバの操舵を補助するアシスト機構
２０を備える。アシスト機構２０は、電動モータ２１と、電動モータ２１の出力シャフト
に連結されるウォームシャフト２２と、ウォームシャフト２２と噛合うウォームホイール
２３と、ウォームホイール２３に連結されるピニオンシャフト２４と、を備える。ピニオ
ンシャフト２４には、ラックシャフト１２のラックギア１２ａと噛み合うピニオンギア２
５が形成され、ピニオンギア２５とラックギア１２ａとの噛合いによりピニオンシャフト
２４とラックシャフト１２とが連結される。電動モータ２１の駆動により生じる補助トル
クは、ウォームシャフト２２、ウォームホイール２３及びピニオンシャフト２４を通じて
ラックシャフト１２に伝達される。
【００３０】
　このように、電動パワーステアリング装置１００では、ステアリングホイール１の操舵
トルクと電動モータ２１の補助トルクとは、それぞれ独立してラックシャフト１２に伝達
される。このような電動パワーステアリング装置１００は、「デュアルピニオン式電動パ
ワーステアリング装置」とも呼ばれる。
【００３１】
　電動パワーステアリング装置１００は、入力シャフト１３に入力される操舵トルクを検
出するトルクセンサ３０と、電動モータ２１の動作を制御するコントローラ４０と、を更
に備える。トルクセンサ３０とコントローラ４０とは信号線４１を介して電気的に接続さ
れる。トルクセンサ３０は、コントローラ４０から電力を受けると共に、検出した操舵ト
ルクに対応した信号をコントローラ４０へ出力する。コントローラ４０は、トルクセンサ
３０からの信号に基づいて電動モータ２１の動作を制御する。つまり、電動モータ２１は
、トルクセンサ３０により検出される操舵トルクに基づいて、補助トルクを発生する。
【００３２】
　図２に示すように、入力シャフト１３は、軸受１１ａを介して第１ハウジング５１に回
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転自在に支持され、出力シャフト１５は、軸受１１ｂ及び１１ｃを介して第２ハウジング
５２に回転自在に支持される。出力シャフト１５にはその上端面に開口する穴１５ａが形
成され、穴１５ａに入力シャフト１３の下端部１３ａが挿入される。
【００３３】
　入力シャフト１３の一部は中空に形成され、入力シャフト１３の内部にトーションバー
１４が挿入される。トーションバー１４の上端部１４ａは、ピン１７を介して入力シャフ
ト１３に連結される。トーションバー１４の下端部１４ｂは入力シャフト１３の下端部１
３ａから突出し、出力シャフト１５の穴１５ａの底面に開口する穴１５ｂに挿入される。
トーションバー１４の下端部１４ｂの外周にはセレーションが形成され、このセレーショ
ンを介してトーションバー１４と出力シャフト１５とが連結される。
【００３４】
　トーションバー１４及び出力シャフト１５は、入力シャフト１３の回転中心軸と同軸に
設けられる。トーションバー１４は、ステアリングホイール１（図１参照）から入力シャ
フト１３に入力される操舵トルクを出力シャフト１５に伝達すると共に、その操舵トルク
に応じて捩れ変形する。
【００３５】
　以下において、入力シャフト１３の回転中心軸に沿う方向を「軸方向」と称し、入力シ
ャフト１３の回転中心軸を中心とする放射方向を「径方向」と称し、入力シャフト１３の
回転中心軸周りの方向を「周方向」と称する。
【００３６】
　トルクセンサ３０は、入力シャフト１３と出力シャフト１５とに渡って取り付けられる
。具体的には、トルクセンサ３０は、入力シャフト１３に支持される磁気発生部３１と、
出力シャフト１５に支持される回転磁気回路部３２と、第１ハウジング５１に固定される
固定磁気回路部３３と、を有する。磁気発生部３１は入力シャフト１３と共に回転し、回
転磁気回路部３２は出力シャフト１５と共に回転する。
【００３７】
　磁気発生部３１は、入力シャフト１３の外周に嵌合する環状のバックヨーク３１ａと、
バックヨーク３１ａの下端面に結合されるリング磁石３１ｂと、を有する。リング磁石３
１ｂは軸方向に沿って磁気を発生する永久磁石であり、周方向に等しい幅で形成される１
２個の磁極を有する。つまり、リング磁石３１ｂの各端面には、６個のＮ極と６個のＳ極
が周方向に交互に形成される。このようなリング磁石３１ｂは、「多極磁石」とも呼ばれ
、環状の硬磁性体にその軸方向に磁場を印加することによって形成される。
【００３８】
　バックヨーク３１ａは軟磁性材料によって形成され、リング磁石３１ｂの隣り合う磁極
間で磁束を導く。そのため、リング磁石３１ｂの磁力は、バックヨーク３１ａとは反対側
に集中する。
【００３９】
　図２及び図３に示すように、回転磁気回路部３２は、第１及び第２軟磁性リング３２ａ
，３２ｂと、モールド樹脂３２ｄを介して第１及び第２軟磁性リング３２ａ，３２ｂを支
持する支持部材３２ｃと、を備える。支持部材３２ｃは、出力シャフト１５に取り付けら
れる。なお、図３では、モールド樹脂３２ｄの図示が省略されている。
【００４０】
　第１軟磁性リング３２ａは、磁気発生部３１のバックヨーク３１ａを取り囲む第１磁路
環部３２ｅと、第１磁路環部３２ｅから軸方向下向きに突出する６個の第１磁路柱部３２
ｆと、各第１磁路柱部３２ｆの下端からそれぞれ径方向内向きに屈折する第１磁路先端部
３２ｇと、を有する。第１磁路先端部３２ｇは、リング磁石３１ｂの下端面と対向する。
【００４１】
　第２軟磁性リング３２ｂは、第１磁路環部３２ｅと軸方向に間隔を空けて配置される第
２磁路環部３２ｈと、第２磁路環部３２ｈから軸方向上向きに突出する６個の第２磁路柱
部３２ｉと、各第２磁路柱部３２ｉの上端からそれぞれ径方向内向きに屈折する第２磁路
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先端部３２ｊと、を有する。第２磁路先端部３２ｊは、リング磁石３１ｂの下端面と対向
する。
【００４２】
　第１磁路先端部３２ｇと第２磁路先端部３２ｊは、トーションバー１４の回転中心軸と
直交する同一平面上に、周方向に交互に等間隔を空けて配置される。また、第１磁路先端
部３２ｇと第２磁路先端部３２ｊは、トーションバー１４にトルクが作用しない中立状態
で、径方向に延びるそれぞれの中心線がリング磁石３１ｂのＮ極とＳ極の境界を指すよう
に配置される。そのため、リング磁石３１ｂのＮ極及びＳ極は第１磁路先端部３２ｇと第
２磁路先端部３２ｊにより磁気的に短絡され、リング磁石３１ｂの磁束は回転磁気回路部
３２の第１磁路環部３２ｅ及び第２磁路環部３２ｈにほとんど導かれない。
【００４３】
　トーションバー１４にトルクが所定の方向に作用して入力シャフト１３と出力シャフト
１５とが相対回転すると、第１磁路先端部３２ｇがＳ極よりＮ極に大きな面積を持って対
向すると共に第２磁路先端部３２ｊがＮ極よりＳ極に大きな面積を持って対向する。その
結果、第１磁路先端部３２ｇと第２磁路先端部３２ｊによる磁気的な短絡が解除され、リ
ング磁石３１ｂの磁束は回転磁気回路部３２の第１磁路環部３２ｅ及び第２磁路環部３２
ｈに導かれる。
【００４４】
　トーションバー１４にトルクが逆方向に作用して入力シャフト１３と出力シャフト１５
とが相対回転すると、第１磁路先端部３２ｇがＮ極よりＳ極に大きな面積を持って対向す
ると共に第２磁路先端部３２ｊがＳ極よりＮ極に大きな面積を持って対向する。その結果
、リング磁石３１ｂの磁束は回転磁気回路部３２の第１磁路環部３２ｅ及び第２磁路環部
３２ｈに逆向きに導かれる。
【００４５】
　トーションバー１４に作用するトルクが大きい程、トーションバー１４の捩れ変形量が
大きくなる。そのため、第１磁路先端部３２ｇがリング磁石３１ｂのＮ極とＳ極に対峙す
る面積差、及び第２磁路先端部３２ｊがリング磁石３１ｂのＮ極とＳ極に対峙する面積差
が大きくなり、リング磁石３１ｂから回転磁気回路部３２の第１磁路環部３２ｅ及び第２
磁路環部３２ｈに導かれる磁束が大きくなる。
【００４６】
　このように、回転磁気回路部３２の第１磁路先端部３２ｇ及び第２磁路先端部３２ｊは
、トーションバー１４に作用するトルクの向き及び大きさに応じてリング磁石３１ｂから
第１磁路環部３２ｅ及び第２磁路環部３２ｈに導かれる磁束の向き及び大きさを変化させ
る。
【００４７】
　なお、磁気発生部３１を入力シャフト１３に固定し回転磁気回路部３２を出力シャフト
１５に固定する構成に代えて、磁気発生部３１を出力シャフト１５と共に回転するように
出力シャフト１５に固定し回転磁気回路部３２を入力シャフト１３と共に回転するように
入力シャフト１３に固定する構成としてもよい。
【００４８】
　図２に示すように、固定磁気回路部３３は、第１ハウジング５１の内周面にかしめによ
り固定される第１集磁リング３３ａ及び第２集磁リング３３ｂを有する。第１集磁リング
３３ａは、回転磁気回路部３２の第１磁路環部３２ｅ（図３参照）の外周に沿って設けら
れる。そのため、第１集磁リング３３ａには、磁気発生部３１のリング磁石３１ｂからの
磁束が回転磁気回路部３２の第１軟磁性リング３２ａを通じて導かれる。同様に、第２集
磁リング３３ｂは、回転磁気回路部３２の第２磁路環部３２ｈ（図３参照）の外周に沿っ
て設けられる。そのため、第２集磁リング３３ｂには、磁気発生部３１のリング磁石３１
ｂからの磁束が回転磁気回路部３２の第２軟磁性リング３２ｂを通じて導かれる。
【００４９】
　また、トルクセンサ３０は、磁気発生部３１から回転磁気回路部３２を通じて固定磁気
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回路部３３に導かれた磁束を検出する磁気検出装置６０を備える。磁気検出装置６０は、
導かれる磁束の向き及び大きさに応じた信号を、信号線４１を介してコントローラ４０に
出力する。磁気検出装置６０に導かれる磁束の向き及び大きさが、トーションバー１４に
作用するトルクの向き及び大きさに応じて変化するので、トーションバー１４に作用する
トルクの向き及び大きさが検出される。
【００５０】
　次に、トルクセンサ３０による操舵トルクの検出、及び電動パワーステアリング装置１
００による操舵の補助について、図１から図３を参照して説明する。
【００５１】
　ステアリングホイール１が操作されていない状態では、トーションバー１４には操舵ト
ルクが作用しない。この中立状態では、回転磁気回路部３２の第１軟磁性リング３２ａの
第１磁路先端部３２ｇと第２軟磁性リング３２ｂの第２磁路先端部３２ｊとは、それぞれ
リング磁石３１ｂのＮ極及びＳ極に同一の面積で対向する。そのため、リング磁石３１ｂ
からの磁束は第１軟磁性リング３２ａの第１磁路環部３２ｅ及び第２軟磁性リング３２ｂ
の第２磁路環部３２ｈに導かれず、磁気検出装置６０にはリング磁石３１ｂからの磁束が
ほとんど導かれない。
【００５２】
　ドライバがステアリングホイール１を操舵すると、トーションバー１４に操舵トルクが
作用する。操舵トルクの大きさ及び方向に応じて、リング磁石３１ｂからの磁束は回転磁
気回路部３２、固定磁気回路部３３、及び磁気検出装置６０に導かれる。磁気検出装置６
０は、磁束密度の大きさ及び方向に応じた信号を出力する。
【００５３】
　磁気検出装置６０からの信号は、信号線４１を通じてコントローラ４０に伝達される。
コントローラ４０は、磁気検出装置６０からの信号に応じて電動モータ２１を駆動する。
これにより、ラックシャフト１２が移動して車輪２が転蛇される。このように、電動パワ
ーステアリング装置１００は、ステアリングホイール１に入力される操舵トルクに応じて
操舵を補助する。
【００５４】
　以下では、図２、図４から図９を参照して、磁気検出装置６０について詳しく説明する
。
【００５５】
　図２及び図４に示すように、磁気検出装置６０は、ケース６５と、ケース６５に収容さ
れる基板６１と、基板６１に実装される磁気センサ６２と、を備える。ケース６５は、第
１ハウジング５１に取り付けられる。具体的には、第１ハウジング５１には径方向に貫通
する取付貫通部５１ａが形成され、ケース６５は、その一部が取付貫通部５１ａに挿入さ
れた状態で第１ハウジング５１に取り付けられる。
【００５６】
　第１ハウジング５１の取付貫通部５１ａの内周面とケース６５の外周面との間にはシー
ル部材としての環状のグロメット６７が設けられる。グロメット６７は、ケース６５が第
１ハウジング５１に取り付けられた状態では、取付貫通部５１ａの内周面とケース６５の
外周面とにより圧縮される。グロメット６７によって、取付貫通部５１ａの内周面とケー
ス６５の外周面との隙間がシールされる。
【００５７】
　図２及び図５に示すように、ケース６５には、第１ハウジング５１の取付貫通部５１ａ
の周縁に沿って環状に形成されるフランジ部６５ａと、フランジ部６５ａから外側に突出
する突出部６５ｂと、が形成される。フランジ部６５ａによって、グロメット６７が取付
貫通部５１ａから径方向外側に抜け出るのを防止することができる。突出部６５ｂにはボ
ルト（図示省略）が挿通する挿通孔６５ｃが形成され、ケース６５は、挿通孔６５ｃを挿
通するボルトによって第１ハウジング５１に締結される。
【００５８】
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　図２及び図４に示すように、ケース６５の内部には、複数の接続ピン６５ｄが設けられ
る。接続ピン６５ｄは、ケース６５に形成されるメス型コネクタ６５ｅのコネクタピン６
５ｆと電気的に接続される。信号線４１（図１参照）をメス型コネクタ６５ｅに挿入して
信号線４１とコネクタピン６５ｆとを接続することによって、接続ピン６５ｄは、コネク
タピン６５ｆを介して信号線４１と電気的に接続される。
【００５９】
　図６は、磁気検出装置６０の斜視図であり、ケース６５と後述のホルダ６６との図示を
省略して示す。図４及び図６に示すように、基板６１には、基板６１の板厚方向に貫通す
る複数の孔６１ａが形成され、基板６１の孔６１ａをケース６５の接続ピン６５ｄが挿通
する。基板６１の表面６１ｂには配線（図示省略）がパターニングによって形成され、接
続ピン６５ｄは、はんだ付けによりこの配線と電気的に接続される。また、はんだ付けに
より、接続ピン６５ｄに基板６１が固定される。基板６１の両側面には、切欠６１ｄが半
円状に形成される。
【００６０】
　磁気センサ６２は、磁束密度を検出する磁気検出部としてのセンサ本体６２ａと、セン
サ本体６２ａと基板６１の配線とを電気的に接続する複数の端子６２ｂと、を有する。セ
ンサ本体６２ａは、磁束密度に応じて電圧を出力するホール素子（図示省略）を含み、磁
束密度の方向及び大きさに応じて信号を出力する。センサ本体６２ａから出力された信号
は、端子６２ｂ、基板６１の配線、接続ピン６５ｄ及び信号線４１を通じてコントローラ
４０に伝達される。
【００６１】
　センサ本体６２ａは板状に形成され、センサ本体６２ａの裏面６２ｄが基板６１の表面
６１ｂと対向するように基板６１と略平行に基板６１に設けられる。複数の端子６２ｂは
、センサ本体６２ａの両側面から基板６１の表面６１ｂに延び、はんだにより基板６１の
配線上に固定される。このように、センサ本体６２ａは、複数の端子６２ｂを介して基板
６１に沿って基板６１に支持される。
【００６２】
　磁気検出装置６０では、２つの磁気センサ６２が基板６１に設けられている。これは、
両者の信号を比較することによって磁気検出装置６０の故障を診断するためである。換言
すれば、磁気センサ６２を用いて磁気検出装置６０の故障を診断しない場合には、磁気セ
ンサ６２は１つであってもよい。
【００６３】
　磁気検出装置６０は、基板６１の板厚方向にセンサ本体６２ａを挟んで配置される一対
の磁気誘導部材としての第１及び第２集磁ヨーク６３，６４と、第１及び第２集磁ヨーク
６３，６４を保持する保持部材としてのホルダ６６と、を備える。ホルダ６６はケース６
５に組み付けられ、第１及び第２集磁ヨーク６３，６４は、ホルダ６６を介してケース６
５に固定される。
【００６４】
　第１集磁ヨーク６３は、略円弧状に形成されるヨーク本体６３ａと、ヨーク本体６３ａ
から突出する一対の脚部６３ｂと、各脚部６３ｂの先端に設けられる磁気誘導部としての
爪部６３ｃと、有する。同様に、第２集磁ヨーク６４は、略円弧状に形成されるヨーク本
体６４ａと、ヨーク本体６４ａから突出する一対の脚部６４ｂと、各脚部６４ｂの先端に
設けられる磁気誘導部としての爪部６４ｃと、有する。
【００６５】
　ヨーク本体６３ａ，６４ａは、基板６１の板厚方向に互いに間隔を空けて配置される。
図４及び図５に示すように、ヨーク本体６３ａ，６４ａの一部は、ホルダ６６から露出す
る。ケース６５が第１ハウジング５１に取り付けられた状態では、ヨーク本体６３ａ，６
４ａの内周面がそれぞれ固定磁気回路部３３の第１及び第２集磁リング３３ａ，３３ｂの
外周面に接触する（図２参照）。
【００６６】
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　図４及び図６に示すように、第１及び第２集磁ヨーク６３，６４の脚部６３ｂ，６４ｂ
は、ヨーク本体６３ａ，６４ａの互いに対向する端面から延びる。そして、脚部６３ｂ，
６４ｂは、先端に向うにつれ基板６１に沿うように曲げられた形状に形成され、脚部６３
ｂ，６４ｂの間隔は、先端にむかうほど狭くなっている。
【００６７】
　第１及び第２集磁ヨーク６３，６４の爪部６３ｃ，６４ｃは平板状に形成される。爪部
６３ｃがセンサ本体６２ａの表面６２ｃと間隔を空けて対向し、爪部６４ｃが基板６１の
裏面６１ｃと間隔を空けて対向する。つまり、爪部６３ｃ，６４ｃはセンサ本体６２ａ及
び基板６１を挟むように互いに間隔を空けて平行に配置される。
【００６８】
　爪部６３ｃ，６４ｃの間隔はヨーク本体６３ａ，６４ａの間隔よりも狭く、爪部６３ｃ
，６４ｃは、固定磁気回路部３３の第１及び第２集磁リング３３ａ，３３ｂ（図２参照）
からヨーク本体６３ａ，６４ａに導かれた磁束をセンサ本体６２ａへ誘導する。このよう
に、第１及び第２集磁ヨーク６３，６４は、固定磁気回路部３３（図２参照）からの磁束
を、ヨーク本体６３ａ，６４ａ、脚部６３ｂ，６４ｂ及び爪部６３ｃ，６４ｃを通じて磁
気センサ６２へ誘導する。これにより、磁気検出装置６０は、磁気発生部３１のリング磁
石３１ｂから回転磁気回路部３２を通じて固定磁気回路部３３に導かれる磁束を検出する
。
【００６９】
　図７及び図８に示すように、ケース６５には、基板６１に沿う方向に貫通する第１貫通
部６５ｇと、基板６１の板厚方向に貫通する第２貫通部６５ｈと、が形成される。磁気検
出装置６０を組み立てる際には、基板６１は、第１貫通部６５ｇからケース６５内に挿入
される。
【００７０】
　また、ケース６５は、基板６１の外周側面に沿うように形成される側壁６５ｌ，６５ｍ
，６５ｎと、基板６１の裏面６１ｃに沿うように形成される底部６５ｑと、を有する。側
壁６５ｌ，６５ｍは、基板６１を挟むように設けられ、側壁６５ｎは、側壁６５ｌ，６５
ｍの間に渡って設けられる。側壁６５ｌ，６５ｍと底部６５ｑとによって第１貫通部６５
ｇが画定され、側壁６５ｌ，６５ｍ，６５ｎによって第２貫通部６５ｈが画定される。
【００７１】
　側壁６５ｌ，６５ｍ，６５ｎには、基板６１が載置される段部６５ｉが形成される。段
部６５ｉは、第１貫通部６５ｇから基板６１に沿って延び、段部６５ｉに基板６１を載置
することによって、基板６１の板厚方向の位置が決まる。
【００７２】
　側壁６５ｌ，６５ｍには、段部６５ｉから基板６１の板厚方向に沿って延びるリブ６５
ｊが設けられる。リブ６５ｊの外形は、基板６１の切欠６１ｄの形状に対応して半円状に
形成される。リブ６５ｊを切欠６１ｄに挿入することによって、基板６１に沿う方向の基
板６１の位置が決まる。
【００７３】
　また、リブ６５ｊは、接続ピン６５ｄと略同じ方向に延びる。そのため、リブ６５ｊを
切欠６１ｄに挿入し基板６１をリブ６５ｊに沿って移動させることによって、基板６１の
孔６１ａに接続ピン６５ｄが挿入される。
【００７４】
　前述のように、ケース６５には基板６１の板厚方向に貫通する第２貫通部６５ｈが形成
される。そのため、第２貫通部６５ｈが塞がれていない状態では、作業者は、第２貫通部
６５ｈから接続ピン６５ｄ及びリブ６５ｊを目視することができる。したがって、リブ６
５ｊを基板６１の切欠６１ｄに挿入すると共に基板６１の孔６１ａに接続ピン６５ｄを挿
入する作業が容易になる。また、はんだ付けにより基板６１の配線と接続ピン６５ｄとを
電気的に接続すると共に基板６１をケース６５の接続ピン６５ｄに固定する作業が容易に
なる。
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【００７５】
　図４及び図７に示すように、ホルダ６６は、第１貫通部６５ｇを閉塞する第１閉塞部６
６ａと、第２貫通部６５ｈを閉塞する第２閉塞部６６ｂと、を有する。第１閉塞部６６ａ
は板状に形成され、第１閉塞部６６ａに第１及び第２集磁ヨーク６３，６４の一部が埋め
込まれている。第２閉塞部６６ｂは、第１閉塞部６６ａと一体的に形成され、第１閉塞部
６６ａから基板６１に沿って延在する。
【００７６】
　前述のように、第１貫通部６５ｇは、基板６１に沿う方向にケース６５を貫通する。そ
のため、第１閉塞部６６ａが第１貫通部６５ｇを閉塞するようにホルダ６６をケース６５
に組み付ける際に、ケース６５内に収容された基板６１を第１及び第２集磁ヨーク６３，
６４の爪部６３ｃ，６４ｃの間に挿入することができる。磁気センサ６２が基板６１に沿
って基板６１に支持されるので、基板６１を爪部６３ｃ，６４ｃの間に挿入することによ
って爪部６３ｃ，６４ｃの間に磁気センサ６２を挿入することができる。
【００７７】
　また、第２閉塞部６６ｂは、基板６１に沿って延在する。そのため、第１貫通部６５ｇ
を閉塞するようにケース６５にホルダ６６を組み付ける際には、第２貫通部６５ｈに対し
て第２閉塞部６６ｂがスライドする。したがって、第１貫通部６５ｇを第１閉塞部６６ａ
で閉塞すると同時に第２貫通部６５ｈを第２閉塞部６６ｂで閉塞することができる。
【００７８】
　このように、磁気検出装置６０では、第１及び第２集磁ヨーク６３，６４の爪部６３ｃ
，６４ｃの間に磁気センサ６２を挿入する際に、第１及び第２貫通部６５ｇ，６５ｈがそ
れぞれ第１及び第２閉塞部６６ａ，６６ｂによって閉塞される。したがって、磁気検出装
置６０の部品数の増加を防止することができ、工数を増やすことなく磁気検出装置６０を
組み立てることができる。
【００７９】
　ケース６５は、第１貫通部６５ｇと第２貫通部６５ｈとを隔てる隔壁６５ｋを有する。
また、図４、図７及び図９に示すように、側壁６５ｌ，６５ｍ，６５ｎには、第１貫通部
６５ｇから基板６１に沿って延びる段部６５ｏが形成される。第２閉塞部６６ｂは、段部
６５ｏと隔壁６５ｋとの間に挿入され、段部６５ｏと隔壁６５ｋとによって基板６１の板
厚方向に位置決される。そのため、ホルダ６６をケース６５に組み付ける際には、隔壁６
５ｋと段部６５ｏとによって基板６１の板厚方向への第２閉塞部６６ｂの移動が制限され
、ホルダ６６が基板６１に沿って案内される。したがって、第１及び第２集磁ヨーク６３
，６４の間に磁気センサ６２をより容易に配置することができ、磁気検出装置６０の組立
性が向上する。
【００８０】
　このように、隔壁６５ｋと段部６５ｏとは、基板６１の板厚方向にホルダ６６の第２閉
塞部６６ｂを位置決めする位置決め部として機能する。位置決め部は、隔壁６５ｋと段部
６５ｏとによって形成される形態に限られず、例えば、ケース６５の側壁６５ｌ，６５ｍ
に形成される溝によって形成されていてもよい。
【００８１】
　第２閉塞部６６ｂは、基板６１の板厚方向における寸法（厚さ）が先端に向うほど薄く
なる形状に形成される。具体的には、第２閉塞部６６ｂは、第１閉塞部６６ａから連続し
て設けられる肉厚部６６ｃと、肉厚部６６ｃから連続して設けられる肉薄部６６ｄと、を
含む。肉厚部６６ｃは、隔壁６５ｋと段部６５ｏの間隔と略同じ厚さを有する。肉薄部６
６ｄは、肉厚部６６ｃよりも薄く、かつ第２閉塞部６６ｂの先端に向うほど薄くなるよう
に形成される。そのため、肉薄部６６ｄを隔壁６５ｋと段部６５ｏとの間に容易に挿入す
ることができ、ホルダ６６をケース６５に容易に組み付けることができる。したがって、
磁気検出装置６０の組立性が向上する。
【００８２】
　隔壁６５ｋは、側壁６５ｌ，６５ｍから連続して形成され、側壁６５ｌ，６５ｍ，６５
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ｎと隔壁６５ｋとによって、第２貫通部６５ｈが画定される。隔壁６５ｋは、第２閉塞部
６６ｂの肉厚部６６ｃの外面６６ｆを跨いで側壁６５ｌ，６５ｍに接続される。つまり、
第２閉塞部６６ｂは、第１貫通部６５ｇを挿通した状態で第２貫通部６５ｈを閉塞する。
そのため、第１貫通部６５ｇは、第２閉塞部６６ｂが挿通するように大きく形成される。
したがって、基板６１を第１貫通部６５ｇからケース６５内に容易に挿入することができ
、磁気検出装置６０の組立性が向上する。
【００８３】
　また、ホルダ６６は、第２閉塞部６６ｂが第１貫通部６５ｇと第２貫通部５ｇｈとを隔
てる隔壁６５ｋの内面６５ｐと対向するようにケース６５に組み付けられる。したがって
、隔壁６５ｋの外面を覆うことなくホルダをケース６５に組み付けることができ、ホルダ
６６をケース６５に組み付ける前に、グロメット６７を隔壁６５ｋの外面に沿って組み付
けることができる。
【００８４】
　図４及び図７に示すように、肉薄部６６ｄの中央部６６ｅは隆起するように形成される
。中央部６６ｅは、ケース６５の側壁６５ｌ，６５ｍ，６５ｎと間隔を空けて設けられ、
側壁６５ｌ，６５ｍ，６５ｎと第２閉塞部６６ｂとによって第１溝部６８ａが形成される
。
【００８５】
　また、中央部６６ｅは、肉厚部６６ｃと間隔を空けて設けられ、中央部６６ｅと肉厚部
６６ｃとの間に第２溝部６８ｂが形成される。第２溝部６８ｂは、隔壁６５ｋと第２閉塞
部６６ｂとによって、第２貫通部６５ｈにおける隔壁６５ｋと第２閉塞部６６ｂの肉厚部
６６ｃとの境界に沿って形成され、第１溝部６８ａの両端を接続する。つまり、第１溝部
６８ａと第２溝部６８ｂとによって、シール部としての環状のシール溝６８が形成され、
中央部６６ｅはシール溝６８によって囲まれる。シール溝６８には、ケース６５と第２閉
塞部６６ｂとの間をシールするシール剤６９が充填される。
【００８６】
　シール剤６９は、第１溝部６８ａに充填されて側壁６５ｌ，６５ｍ，６５ｎと第２閉塞
部６６ｂとの間をシールすると共に、第２溝部６８ｂに充填されて隔壁６５ｋと第２閉塞
部６６ｂとの間をシールする。そのため、シール剤６９の流動を第１溝部６８ａと第２溝
部６８ｂとにより制御することができる。したがって、流動性の高いシール剤６９を用い
ることができ、ケース６５と第２閉塞部６６ｂとの間を容易にシールすることができる。
【００８７】
　シール溝６８が環状に形成されるので、流動性の高いシール剤６９を環状のシール溝６
８に充填することによって、シール剤６９をシール溝６８内で流動させてシール溝６８の
全体にシール剤６９を行き渡らせることができる。したがって、ホルダ６６の第２閉塞部
６６ｂとケース６５との間を第２貫通部６５ｈの周縁全体に渡ってシールすることができ
る。
【００８８】
　中央部６６ｅは、第２溝部６８ｂから第２閉塞部６６ｂの先端に向かうにつれ基板６１
に近づくように傾斜する傾斜面６６ｇを有する。傾斜面６６ｇの仮想延長線は、第２溝部
６８ｂを超えて隔壁６５ｋに到達する。つまり、ケース６５及びホルダ６６を傾け傾斜面
６６ｇを上に向けて略水平にしたとき（図１１参照）には、傾斜面６６ｇは、隔壁６５ｋ
の内面６５ｐ（隔壁６５ｋにおける第２閉塞部６６ｂとの対向面）よりも上方に位置する
。そのため、流動性の高いシール剤６９を環状のシール溝６８に充填したときには、シー
ル剤６９の液面は隔壁６５ｋに達する。したがって、シール剤６９により第２閉塞部６６
ｂと隔壁６５ｋとの隙間を容易にシールすることができる。
【００８９】
　また、図４に示すように、ホルダ６６は、第１閉塞部６６ａの外周面から外側に突出す
る制限部としてのフランジ部６６ｈを有する。フランジ部６６ｈは、グロメット６７の端
面と対向し、ケース６５に対するグロメット６７の移動を制限する。そのため、ケース６
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５が第１ハウジング５１（図２参照）に取り付けられていない状態では、グロメット６７
は、ホルダ６６によってケース６５の外周に保持される。したがって、ケース６５を第１
ハウジング５１に取り付ける際にグロメット６７がケース６５から脱落するのを防止する
ことができ、トルクセンサ３０の組立性が向上する。
【００９０】
　次に、磁気検出装置６０の製造方法について、図４から図９を参照して説明する。
【００９１】
　まず、基板６１の表面６１ｂにはんだペーストを印刷する。その後、基板６１の表面６
１ｂに磁気センサ６２を配置し、はんだペーストを加熱してはんだペーストを溶かす。は
んだペーストを冷却して固めることにより、磁気センサ６２が基板６１に固定される。
【００９２】
　次に、基板６１を第１貫通部６５ｇからケース６５内に挿入し、ケース６５の段部６５
ｉに基板６１を載置する。このとき、ケース６５のリブ６５ｊを切欠６１ｄに挿入する。
これにより、基板６１に沿う方向に基板６１が位置決めされ、基板６１の孔６１ａに接続
ピン６５ｄが挿入される。その後、はんだ付けにより基板６１の配線と接続ピン６５ｄと
を電気的に接続すると共に、基板６１をケース６５に固定する。
【００９３】
　次に、グロメット６７を、隔壁６５ｋと側壁６５ｌ，６５ｍの外面に沿ってケース６５
に組み付ける。
【００９４】
　次に、第１集磁ヨーク６３及び第２集磁ヨーク６４が予め取り付けられたホルダ６６を
ケース６５に組み付ける。具体的には、ホルダ６６の第２閉塞部６６ｂの肉薄部６６ｄを
隔壁６５ｋと段部６５ｏとの間に挿入し、ホルダ６６をケース６５内に挿入する。これに
より、第１及び第２貫通部６５ｇ，６５ｈがそれぞれ第１及び第２閉塞部６６ａ，６６ｂ
によって閉塞される。
【００９５】
　このとき、第２閉塞部６６ｂが隔壁６５ｋと段部６５ｏとの間でスライドし、ホルダ６
６が基板６１に沿って案内される。したがって、ホルダ６６により保持された第１及び第
２集磁ヨーク６３，６４の間に磁気センサ６２を容易に挿入することができる。
【００９６】
　次に、ホルダ６６の第２閉塞部６６ｂの傾斜面６６ｇが水平になるようにケース６５及
びホルダ６６を傾け、シール溝６８に流動性の高いシール剤６９を充填する。シール剤６
９は、シール溝６８内で流動してシール溝６８の全体に行き渡ると共に、シール剤６９の
液面が隔壁６５ｋに達する。シール剤６９を固めることによって、第２閉塞部６６ｂと隔
壁６５ｋとの間、及び第２閉塞部６６ｂと側壁６５ｌ，６５ｍ，６５ｎとの間がシール剤
６９によりシールされる。
【００９７】
　以上のようにして、磁気検出装置６０は組み立てられて製造される。
【００９８】
　磁気検出装置６０によれば、ケース６５の第２貫通部６５ｈが基板６１の板厚方向に貫
通するので、ホルダ６６をケース６５に組み付ける前では、第２貫通部６５ｈから基板６
１の板厚方向にケース６５の内部を目視することができる。したがって、ケース６５に収
容された基板６１に対する作業性を向上させることができる。
【００９９】
　また、ホルダ６６が第１閉塞部６６ａから延在する第２閉塞部６６ｂを有するので、基
板６１に沿う方向にホルダ６６をケース６５に組み付けることによって、第１及び第２貫
通部６５ｇ，６５ｈがそれぞれ第１及び第２閉塞部６６ａ，６６ｂによって閉塞される。
したがって、磁気検出装置６０の部品数の増加を防止することができ、工数を増やすこと
なく磁気検出装置６０を組み立てることができる。これにより、磁気検出装置６０の組立
性を向上させることができる。
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【０１００】
　また、ケース６５の隔壁６５ｋと段部６５ｏとによって、ホルダ６６が基板６１の板厚
方向に位置決めされる。そのため、ホルダ６６をケース６５に組み付ける際には、ホルダ
６６が隔壁６５ｋによって基板６１に沿って案内される。したがって、ホルダ６６により
保持された第１及び第２集磁ヨーク６３，６４の間に磁気センサ６２を容易に挿入するこ
とができ、磁気検出装置６０の組立性が向上する。
【０１０１】
　また、第２閉塞部６６ｂは、第１貫通部６５ｇを挿通した状態で第２貫通部６５ｈを閉
塞する。そのため、第１貫通部６５ｇは、第２閉塞部が挿通するように大きく形成される
。したがって、基板６１を第１貫通部６５ｇからケース６５内に容易に挿入することがで
き、磁気検出装置６０の組立性が向上する。
【０１０２】
　また、シール剤６９は、第１溝部６８ａに充填されて側壁６５ｌ，６５ｍ，６５ｎと第
２閉塞部６６ｂとの間をシールすると共に、第２溝部６８ｂに充填されて隔壁６５ｋと第
２閉塞部６６ｂとの間をシールする。そのため、シール剤６９の流動を第１溝部６８ａと
第２溝部６８ｂとにより制御することができる。したがって、流動性の高いシール剤６９
を用いることができ、ケース６５と第２閉塞部６６ｂとの間を容易にシールすることがで
きる。
【０１０３】
　また、第２閉塞部６６ｂの傾斜面６６ｇを上方に向けて水平にしたときに、傾斜面６６
ｇは、第２閉塞部６６ｂの肉厚部６６ｃの外面６６ｆよりも上方に位置する。そのため、
流動性の高いシール剤６９を環状のシール溝６８に充填したときには、シール剤６９の液
面は隔壁６５ｋに達する。したがって、シール剤６９により第２閉塞部６６ｂと隔壁６５
ｋとの隙間を容易にシールすることができる。
【０１０４】
　また、トルクセンサ３０は、磁気検出装置６０を備える。磁気検出装置６０の組立性を
向上させることができるので、トルクセンサ３０の組立性を向上させることができる。
【０１０５】
　また、ホルダ６６がケース６５に対するグロメット６７の移動を制限するフランジ部６
６ｈを有する。そのため、磁気検出装置６０がトルクセンサ３０の第１ハウジング５１に
取り付けられていない状態では、グロメット６７は、ホルダ６６のフランジ部６６ｈによ
ってケース６５の外周に保持される。したがって、磁気検出装置６０を第１ハウジング５
１に取り付ける際にグロメット６７がケース６５から脱落するのを防止することができ、
トルクセンサ３０の組立性が向上する。
【０１０６】
　また、電動パワーステアリング装置１００は、トルクセンサ３０を備える。トルクセン
サ３０の組立性を向上させることができるので、電動パワーステアリング装置１００の組
立性を向上させることができる。
【０１０７】
　以下、本発明の実施形態の構成、作用、及び効果をまとめて説明する。
【０１０８】
　磁気検出装置６０は、ケース６５と、ケース６５に収容される基板６１と、基板６１に
沿って基板６１に支持されるセンサ本体６２ａと、基板６１の板厚方向にセンサ本体６２
ａを挟んで配置され、磁気発生部３１からの磁束をセンサ本体６２ａに誘導する第１及び
第２集磁ヨーク６３，６４と、ケース６５に組み付けられ、第１及び第２集磁ヨーク６３
，６４を保持するホルダ６６と、を備え、ケース６５は、基板６１に沿う方向に貫通する
第１貫通部６５ｇと、基板６１の板厚方向に貫通する第２貫通部６５ｈと、を有し、ホル
ダ６６は、第１貫通部６５ｇを閉塞する第１閉塞部６６ａと、第１閉塞部６６ａから基板
６１に沿って延在し第２貫通部６５ｈを閉塞する第２閉塞部６６ｂと、を有する。
【０１０９】



(16) JP 2019-28030 A 2019.2.21

10

20

30

40

50

　この構成では、ケース６５の第２貫通部６５ｈが基板６１の板厚方向に貫通する。その
ため、第２貫通部６５ｈが塞がれていない状態では、第２貫通部６５ｈから基板６１の板
厚方向にケース６５の内部を目視することができる。また、ホルダ６６は、第１閉塞部６
６ａから延在する第２閉塞部６６ｂを有する。そのため、基板６１に沿う方向にホルダ６
６をケース６５に組み付けることによって、第１及び第２貫通部６５ｈがそれぞれ第１及
び第２閉塞部６６ｂによって閉塞される。したがって、磁気検出装置６０の部品数の増加
を防止することができ、工数を増やすことなく磁気検出装置６０を組み立てることができ
る。これにより、基板６１に対する作業性が向上すると共に磁気検出装置６０の組立性が
向上する。
【０１１０】
　また、磁気検出装置６０では、ケース６５は、基板６１の板厚方向にホルダ６６を位置
決めする隔壁６５ｋ及び段部６５ｏを有する。
【０１１１】
　この構成では、ホルダ６６をケース６５に組み付けて第１及び第２貫通部６５ｇ，６５
ｈを閉塞する際には、ホルダ６６が隔壁６５ｋ及び段部６５ｏによって基板６１に沿って
案内される。したがって、ホルダ６６により保持された第１及び第２集磁ヨーク６３，６
４の間にセンサ本体６２ａを容易に配置することができ、磁気検出装置６０の組立性が向
上する。
【０１１２】
　また、磁気検出装置６０では、第２閉塞部６６ｂは、第１貫通部６５ｇを挿通した状態
で第２貫通部６５ｈを閉塞する。
【０１１３】
　この構成では、第１貫通部６５ｇは、第２閉塞部６６ｂが挿通するように大きく形成さ
れる。したがって、基板６１を第１貫通部６５ｇからケース６５に容易に挿入することが
でき、磁気検出装置６０の組立性を向上させることができる。
【０１１４】
　また、磁気検出装置６０は、ケース６５と第２閉塞部６６ｂとの間をシールするシール
剤６９が充填されるシール溝６８を更に備え、ケース６５は、第１貫通部６５ｇと第２貫
通部６５ｈとを画定する側壁６５ｌ，６５ｍ，６５ｎと、側壁６５ｌ，６５ｍから連続し
て形成され第１貫通部６５ｇと第２貫通部６５ｈとを隔てる隔壁６５ｋと、を更に有し、
シール溝６８は、側壁６５ｌ，６５ｍ，６５ｎと第２閉塞部６６ｂとによって形成される
第１溝部６８ａと、隔壁６５ｋと第２閉塞部６６ｂによって形成される第２溝部６８ｂと
、を有する。
【０１１５】
　この構成では、シール剤６９は、第１溝部６８ａに充填されて側壁６５ｌ，６５ｍ，６
５ｎと第２閉塞部６６ｂとの間をシールすると共に、第２溝部６８ｂに充填されて隔壁６
５ｋと第２閉塞部６６ｂとの間をシールする。そのため、シール剤６９の流動を第１溝部
６８ａと第２溝部６８ｂとにより制御することができる。したがって、流動性の高いシー
ル剤６９を用いることができ、ケース６５と第２閉塞部６６ｂとの間を容易にシールする
ことができる。
【０１１６】
　また、磁気検出装置６０では、第２閉塞部６６ｂは、シール溝６８の内側に位置し第２
溝部６８ｂから先端に向かうにつれ基板６１に近づくように傾斜する傾斜面６６ｇを有し
、傾斜面６６ｇを上方に向けて水平にしたときに、傾斜面６６ｇは、隔壁６５ｋの内面６
６ｐよりも上方に位置する。
【０１１７】
　この構成では、傾斜面６６ｇを水平にしてシール溝６８に流動性の高いシール剤６９を
充填することにより、シール剤６９の液面が隔壁６５ｋに達する。したがって、隔壁６５
ｋと第２閉塞部６６ｂとの間を容易にシールすることができる。
【０１１８】
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　また、トルクセンサ３０は、磁気検出装置６０と、磁気発生部３１と、磁気発生部３１
と共に回転する入力シャフト１３と、入力シャフト１３に連結され、入力シャフト１３に
入力されるトルクに応じて捩れ変形するトーションバー１４と、トーションバー１４に連
結され、トーションバー１４の捩れ変形に応じて入力シャフト１３に対して相対回転する
出力シャフト１５と、出力シャフト１５に支持され、入力シャフト１３と出力シャフト１
５との相対回転に応じて磁気発生部３１から第１及び第２集磁ヨーク６３，６４に導かれ
る磁束の大きさ及び方向を変化させる回転磁気回路部３２と、を備える。
【０１１９】
　この構成では、磁気検出装置６０の組立性を向上させることができるので、トルクセン
サ３０の組立性を向上させることができる。
【０１２０】
　また、トルクセンサ３０は、入力シャフト１３及び出力シャフト１５を回転自在に支持
し回転磁気回路部３２を収容する第１及び第２ハウジング５１，５２と、第１ハウジング
５１を貫通しケース６５の一部が挿入される取付貫通部５１ａと、取付貫通部５１ａの内
周とケース６５の外周との間に設けられるグロメット６７と、を更に備え、ホルダ６６は
、ケース６５に対するグロメット６７の移動を制限するフランジ部６６ｈを有する。
【０１２１】
　この構成では、ケース６５が第１ハウジング５１に取り付けられていない状態では、グ
ロメット６７は、ホルダ６６のフランジ部６６ｈによってケース６５の外周に保持される
。したがって、ケース６５を第１ハウジング５１に取り付ける際にグロメット６７がケー
ス６５から脱落するのを防止することができ、トルクセンサ３０の組立性が向上する。
【０１２２】
　また、電動パワーステアリング装置１００は、トルクセンサ３０と、トルクセンサ３０
により検出されるトルクに基づいて動作し車輪２を転蛇する電動モータ２１と、を備える
。
【０１２３】
　この構成では、トルクセンサ３０の組立性を向上させることができるので、電動パワー
ステアリング装置１００の組立性を向上させることができる。
【０１２４】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、上記実施形態は本発明の適用例の一部を
示したに過ぎず、本発明の技術的範囲を上記実施形態の具体的構成に限定する趣旨ではな
い。
【０１２５】
　（１）磁気検出装置６０は、ステアリングシャフト１１の絶対回転角度を検出するアン
グルセンサに用いられてもよい。トルクセンサ３０は、ステアリングシャフト１１の絶対
回転角度を検出するトルクアングルセンサであってもよいし、ポジションセンサであって
もよい。
【０１２６】
　（２）上記実施形態では、センサ本体６２ａと基板６１とが第１及び第２集磁ヨーク６
３，６４の爪部６３ｃ，６４ｃの間に配置される。しかし、基板６１は、爪部６３ｃ，６
４ｃの間に配置されていなくてもよい。例えば、基板６１の端面に切り欠きが形成されこ
の切り欠きに爪部６４ｃが挿入されていてもよい。また、この切り欠きに軟磁性材が配置
されていてもよい。
【０１２７】
　（３）上記実施形態では、ケース６５の第１貫通部６５ｇと第２貫通部６５ｈとは、隔
壁６５ｋによって隔てられる。しかし、ケース６５に隔壁６５ｋが設けられておらず第１
貫通部６５ｇと第２貫通部６５ｈとが隔てられていなくてもよい。この場合、フランジ部
６５ａの一部は、ホルダ６６の第２閉塞部６６ｂに形成される。
【０１２８】
　（４）上記実施形態では、ドライバによる操舵トルクと電動モータ２１による操舵補助
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トルクとがそれぞれ独立してラックシャフト１２に入力されるデュアルピニオン式の電動
パワーステアリング装置１００について説明した。しかし、本発明は、ドライバによる操
舵トルクと電動モータ２１による操舵補助トルクとが共通のステアリングシャフトを介し
てラックシャフト１２に入力されるシングルピニオン式の電動パワーステアリング装置で
あってもよい。その場合には、アシスト機構２０は、出力シャフト１５に設けられる。
【０１２９】
　（５）上記実施形態では、ラックシャフト１２と噛み合うピニオンシャフト２４にウォ
ームシャフト２２及びウォームホイール２３を介して電動モータ２１が連結されトルクセ
ンサ３０及びアシスト機構２０がラックシャフト１２の近傍に配置される電動パワーステ
アリング装置１００について説明した。しかし、本発明は、出力シャフト１５がラックシ
ャフト１２に噛み合うピニオンシャフトにインターミディエートシャフトを介して連結さ
れるコラム式の電動パワーステアリング装置であってもよい。また、本発明は、ステアリ
ングホイール１とラックシャフト１２とが通常時は機械的に連結されずフェール時に機械
的に連結されるステアバイワイヤ式の電動パワーステアリング装置であってもよい。
【符号の説明】
【０１３０】
　２・・・車輪、１３・・・入力シャフト（第１シャフト）、１４・・・トーションバー
、１５・・・出力シャフト（第２シャフト）、２１・・・電動モータ、３０・・・トルク
センサ、３１・・・磁気発生部、３２・・・回転磁気回路部、５１・・・第１ハウジング
（ハウジング）、５２・・・第２ハウジング（ハウジング）、５１ａ・・・取付貫通部、
６０・・・磁気検出装置、６１・・・基板、６２ａ・・・センサ本体（磁気検出部）、６
３・・・第１集磁ヨーク（磁気誘導部材）、６４・・・第２集磁ヨーク（磁気誘導部材）
、６５・・・ケース、６５ｇ・・・第１貫通部、６５ｈ・・・第２貫通部、６５ｋ・・・
隔壁、６５ｌ，６５ｍ，６５ｎ・・・側壁、６５ｐ・・・内面（対向面）、６６・・・ホ
ルダ（保持部材）、６６ａ・・・第１閉塞部、６６ｂ・・・第２閉塞部、６６ｈ・・・フ
ランジ部（制限部）、６６ｇ・・・傾斜面、６７・・・グロメット（シール部材）、６８
・・・シール溝（シール部）、６８ａ・・・第１溝部、６８ｂ・・・第２溝部、６９・・
・シール剤、１００・・・電動パワーステアリング装置
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